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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/ PROJECT: M200010129 AYUDAS PARA LA REALIZACION DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID IND2020/TIC-17424

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: no

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: Técnico superior especialista en electronica y mantenimiento salas blancas

*Ne VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: :

*CATEGORiA/RESEARCHER PROFILES: Técnico/Gestor I+D categoria C

*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT: CEMDATIC- Tecnologia Fotdnica y Bioingenieria

*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

CEMDATIC. ETSI Telecomunicacién. Avenida Complutense, 30. 28040 Madrid

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

* AREA TECNOL(')GICA/\NORK TECHNOLOGY AREA: P-11 Materiales y tecnologias de fabricacion
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Technology - Micro-technology
*FUNCIONES/OFFER DESCRIPTION:

El trabajo se desarrollaré en el centro CEMDATIC en la fabricacién de estructuras de guiaonda para la fabricacion de PICs orgénicos. Para ello el contratado optimizara los parametros de polimerizacién de diversas resinas
mediante la técnica de polimerizacion por dos fotones.

The job will be developed within the CEMDATIC research centre and will deal with the fabrication of waveguide structures for organic PICs. The hired person will optimize the polimerization tecnique of different
photoresists with the two photons polimerizaton tecnique.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: contrato Indefinido D.A. 23 Ley de la Ciencia

*JORNADA/JOB STATUS: Jornada completa

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 375

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: Si

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 23000

*FECHA |_|'M|TE |NSCR|PC|()N/APP|_|CAT|0N DEADLINE: 10 dias habiles a partir de la fecha de publicacion/10 working days from the date of publication
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: o1/08/2022

*DURACION DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: Hasta el 06/06/2024

*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE INSCRIPCION/APPLICATION EMAIL: teonamirea@upm.es
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: Teona Mirea
WEBS'TE: https://cemdatic.upm.es/

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
@) NIVEL/LEVEL: Formacién Profesional de Grado Superior
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2: Technology
O  NIVEL/LEVEL: Formacién Profesional de Grado Superior
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

Experiencia en:

- Sala limpia

- Uso de instrumentacion electrénica y equipos de micro-fabricacién y caracterizacion.
- Manejo de equipos automatizados (G-CODE)

- Depésito de materiales por spin-coating y técnicas de fotolitografia.

- Técnicas de depdsito de materiales por pulverizacion catddica y evaporacién.

Experience in:

- Clean room environment

- Electronic instrumentation

- Micro-fabrication and characterization equipment

- Automatic equipment (G-CODE)

- Materials deposition by spin-coating and photolithography tecniques
- Materials deposition by sputtering and evaporation.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

m European |
Commission

- Experiencia en micro-nanotecnologia y técnicas de fabricacion (fotolitografia, depdsitos fisicos por pulverizacién catddica y

evaporacion, ataques quimicos y fisicos)

- Experiencia en uso de osciloscopio, perfilometro éptico, microscopio electrénico de barrido (SEM) y AFM.

- Se valorara experiencia en programas Multisim, Proteus, KiCad, Freecad

- Experience in micro-nanotechnology and fabrication tecniques (photolithography, physical deposition by sputtering and

evaporation, chemical and physical etching)

- Experience in the use of osciloscope, optical profilometry, scanning electron microscopy (SEM) and AFM

- Experience in software like Multisim, Proteus, KiCad and Freecad would be valuable

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
+  IDIOMA 1/LANGUAGE 1: Espafiol/spanish
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Alto
IDIOMA 2/LANGUAGE 2: inglés/english
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Medio
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Medio
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: pMedio
- IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:

+ CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1: Engineering - Electronic engineering

O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 4 - 10

. CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2: Technology - Materials technology

O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 4 - 10

. CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3: Technology - Vacuum technology

O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 4 - 10

*Campos obligatorios/Required fields
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INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

La persona contratada se incorporard a un equipo multidisciplinar cuyo entorno de trabajo
combina las técnicas de micro y nanofabricacién electréonica y sus respectivas técnicas de
caracterizacion, la fotdnica, el desarrollo electrénico y sistemas de caracterizacién avanzados.

The hired person will be envolved in a multidisciplinary team whose work environment deals with

micro- nanotechnology fabrication and characterization tecniques, photonics,

electronic
development and advanced characterization systems.

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

Se realizard la valoracién de los candidatos de acuerdo a sus habilidades/conocimientos y de
acuerdo a los requerimientos especificos del puesto de trabajo.

The candidates will be assessed according to their skills/knowledge and according to the specific
requirements of the job.

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

*Campos obligatorios/Required fields
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